
高速集成电路进行了直接取样侧量 年建 了外部电光取样技术 要把 场 敏

感元件电光探头接近集成电路内部待测点
,

就可以进行取样测量 尽管这时相当于给集

成电路加了一个电容性负载
,

但这种技术适用于非电光材料制成的集成电路
,

因此

年以来用增益开关半导体激光器做脉冲光源的外部电光取样系统开始发展起来以 ,

直接电光取样是通过光与电场的相互作用来实现的
,

对集成电路的工作状态没有任

何影响
,

可以对砷化稼高速集成电路芯片内部结点进行在片检测
,

所以对电路的研制和生

产将有重要的推动作用 共轴取样光路是目前最先进的光路
,

结构紧凑
,

便于调整
,

空间

分辨率高 我们建立了使用增益开关半导体激光器的共轴反射式直接电光取样系统 用
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波信号 试验结果表明
,

该系统可以对砷化稼集成电路内部结点进行在片检测
,

测量高速

信号随时间的变化 时间分辨率优于
,

空间分辨率优于 林 这种技术应用于砷化

稼集成电路内部特性在片检测
,

将推动我国高速集成电路的研制和设计工作
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